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摘要(译)

一种超声传感器，包括多个超声元件，所述多个超声元件包括第一电
极，压电层和第二电极，并且沿第一方向和第二方向布置，其中所述多
个超声元件中的至少一部分是对于每个分组的超声元件共用第一电极和
第二电极中的至少一个，旁路布线连接到共用的第一电极和第二电极中
的至少一个，旁路布线的跟随α值更大与旁路布线连接的第一电极或第二
电极的α值相比，旁路布线的每单位长度的电阻值低于第一电极或第二电
极的电阻值。 α值=（构成材料的杨氏模量）×（布线或电极的截面
积）。
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